3347/9%

KOZZETETELI ¥ RERIEE NS
PELDANY o vowan 88 23 £
IRANYITOTT MIKROSZERKEZETEKET TARTALMAZO TERMER £S ELJARAS
ENNEK ELOALLITASARA Hinegsota,
Minnesota Mining and Manufacturing Company, Saint Paul?KUS
A nemgetkézi bejelentés napja: 1992.05.27.
Els8bbsége: 1991.06.24. (720 188) US
2 xSz ipesel . e PEILUSS2 f 04512
CkSni_kEzzetéte] A WO~ 93106560

A talalmany targya egyrészt Osszetett termék, amely st-
rii elrendezésben diszkrét mikroszerkezeteket (11) és beagya-
z6 anyagban (13) részben bedgyazott diszkreét mikroszerkeze-
tekeéu%artalmaz, és a mikroszerkezeteéjggyik tavolabbi vége
(17) szabadon van, és ezen mikroszerkezetek (11) szabadon
4116 tavolabbi végei (17) és a réteg egyik felﬁletéﬂggybee-
sik. A talalmény targya masrészt eljaras ilyen termék eldal-
litasara, amelynek soran

(a) teljesen beagyazott mikrostrukturalt szerkezetet
tartd hordozdét (16) magaban foglald elsd Osszetett terméket
készitiink, amely hordozdénak (16) mikrostrukturédlt rétege
van, amely kiilén&dllé mikroszerkezeteket (11) tartalmaz strd
elrendezésben; és

(b) a bedgyazott mikrostrukturalt réteget lefejtjik a
hordozérél (16) &s masodik &sszetett terméket hozunk létre,
amely slrdn elrendezett diszkrét mikroszerkezeteket (11)
tartalmaz részben bedgyazva, amelyben a mikroszerkezetek
(11) mindegyikének egyik tédvolabbi vége (17) szabadon all,
és az Bsszetett termékben a szabadon 4116 tavolabbi végek
(17) és a réteg feliilete (14) egybeesik.
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A taldlmany targya egyrészt iradnyitott mikroszerkezete-
ket tartalmazdé termék, amelyben a mikroszerkezetek egysége-
sen vagy véletlenszerilien vannak orientdlva és részben réteg-
be vannak foglalva. A taldalmany targya masrészt eljaras
ilyen termék eldallitéasara.

Ismeretesek olyan Osszetett termékek, amelyekben mik-
rostruktiralt vagy oszloposan struktirdalt réteg van.

Igy példaul az US 4,410,565 jeld szabadalmi leiras
olyan terméket ismertet, amely mAgneses hordozdéként hasznal-
hatdé, és amely terméknek hordozdéja, a hordozén elrendezett
termoplasztikus elsddleges bevond rétege, az elsddleges ré-
tegbe annak tetejérdl részlegesen behatold és azzal integ-
ralt oszlopos szemcséket tartalmazé ferromdgneses fémrétege
van. Ugyanitt ismertetik a termék elBallitasara alkalmas el-
jarast. Az US 4,588,656 szabadalmi leiras olyan termék eld-
4llitasara alkalmas eljarast ismertet, amely alkalmas magne-
ses jelhordozd kbézegként vald felhaszndlésra és amely elja-
ras soran a hordozdra egymastdl tavkdznyire levd oszlopos
szemcseszerkezetet tartalmazdé vékony ferromadgneses fémréte-
get hordanak fel g6zolés Gtjan, majd az oszlopos szemcse-
szerkezetek kozotti teret impregnaljdk legaldbb eqgy folyé-
kony szerves monomer vagy oligomer anyaggal, majd a monomer
vagy oligomer anyagot legaldbb az oszlopos szemcseszerkeze-
tek k&ézdtti térben polimerizaljak és az ezlGton nyert polimer
integralédik a vékony ferromadgneses fémréteggel.

Az US 4,560,603 szabadalmi leiras nagy szildrdsaga ré-
tegelt O6sszetett szerkezetd anyag készitését ismerteti,

amelynek sordn (a) jellemz&en kitlintett iranyitast széalas
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szemcséket alakitanak ki elektromdgneses mez8ben, (b) lénye-
gében atfedd jelleggel szalakat helyeznek egymasra, amelyek
kozott viszkdézus anyag van, és ezdaltal egy dsszetett matri-
xot képeznek (c) a szialas szemcséket a viszkdzus anyagba he-
lyezik (d) elektromagneses mezdt képeznek a szalas szemcsék
koril olyan alakban, amely hatékonyan és szelektiven ira-
nyitja a szélas szemcséket egy kitlintetett iranyban, majd
(e) az Osszetett matrixot kikeményitik egy lamindlt réteges
szerkezet kialakitasdhoz, mikdzben ezzel egyidejlleg a sza-
las szemcséket a kitilintetett iranyban tartjak.

Az US 4,774,122 jeld szabadalmi leirds olyan gyanta
alapt terméket ismertet, amelynek gyanta felszine fémréteg-
gel vonhatd be é&s mikrodendritek rendszerével koétik meq.
Ugyanezen irodalmi hely ismerteti a termék elBallitasara
szolgald eljarast.

Az US 4,812,352, US 5,039,561 és EP 0258752 jeld szaba-
dalmi dokumentumok olyan terméket ismertetnek, amelynek mik-
rorétege (mikrostrukturdlt réteget) tartdé hordozéja van és a
mikroréteg egyforman orientdlt kristdlyos szilard szerves és
nanométer méretd mikroszerkezeteket tartalmaz. Ismertetik
egylttal az eldallitasra szolgdld eljarast is. Ismertetnek
tovabba egy kivant esetben alkalmazhatd megfeleld alakG be-
vonatot a mikroréteghez és az igy bevont mikroréteg befogla-
lasat is megadja.

Kam és tsai. "Summary Abstract: Dramatic Variation of
the Physical Microstructure of a Vapor Deposited Organic
Thin Film" cimd cikkében (J. Vac. Sci. Technol. A, 5, (4),

1987. jalius-augusztus, 1914-16. old.) olyan vakuumgdzdlési
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eljarast ismertet, amely alkalmas szerves mikroszerkezetek
(vagy szdlas kristdlyok) elSallitésara.

Debe és tsai. "Vacuum Vapor Deposited Thin Films Pery-
lene Dicarboxide Derivative: Microstructure Versus Depositi-
on Parameters" cimii cikkében (J.Vac. Sci. Technol. A, 6,

(3), 1988. majus-janius, 1907-11 old.) szerves mikrostrukta-
rak létrehozasara alkalmas vakuumgdzdlési eljarast ismertet-
nek.

Debe és tsai. "Effect of Gravity on Copper Phthalocya-
nine Thin Films III: Microstructure Comparisons of Copper
Phthalocyanine Thin Films Grown in Microgravity and Unit
Gravity" cimd cikkében (Thin Solid Films, 186, 1990, 327-47
old.) olyan szerves mikrostrukturdlt felilileteket ismertet-
nek, amelyeket mikrogravitdcidé és a £f6ld felszinén toérténd
fizikai g&ztranszport Gtjan allitanak eld.

Sadaoka és tsai. "Effects of Morphology on NO, Detecti-
on in Air at Room Temperature with Phthalocyanine Thin
Films" (J. Mat. Sci., 25, 1990, 5257-68 old.) ciml cikkében
szalas nikkel-ftalocianin kristdlyok novesztésére alkalmas
eljarast ismertet, amelynek soran ilyen anyagbdl készitett
filmet levegdben megsemmisitenek.

Dirks és tsai. "Columnar Microstructure in Vapor-
Deposited Thin Films" (Thin Solid Films, 47, 1977, 219-33
o0ld.) cimd cikkében &ttekinti azokat az ismert médszereket,
amelyek alkalmasak oszlopos mikroszerkezetek elfallitasara.

Az US 3,969,545 jeld szabadalmi leiras szerves vagy
szervetlen mikroszerkezetek készitésére alkalmas vakuumgdzd-

lési médszert ismertet. A mikrostrukturalt felszin &allitasuk
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szerint kitlnd polarizacids tulajdonsdgokkal rendelkezik a
lathaté hullamhosszaktdl kezdve az infravords tartoményig.

Ohnuma és tsai. "Amorphous Ultrafine Metallic Particles
Prepared By Sputtering Method" (Rapidly Quenched Metals
(Proc. of the Fifth Int. Conf. on Rapidly Quemched Metals,
wirzburg, DE, 1984. szeptember 3-7.) S. Steeb et al. eds.,
Elsevier Science Publishers B.V., New York (1985), 1117-24
old.) ciml eldadasukban olyan mikrostrukturdalt feliileteket
ismertetnek, amelyeket polimer feliiletek ionporlasztasaval
és raddiéfrekvencias porlasztasa Gtjan allitanak eld.

Az US 4,568,598 jelld szabadalmi leiras lapszerld O6ssze-
tett terméket ismertet, amely fellileti rilicskdoket vagy tiket
tartalmaz, és amelyek nagysdga 0,1-5,0 mikrométer tartomany-
ban van és kézépvonalaik kozdtti tédvolsag 0,01-1 mikrométer
tartomanyban van, alaktényezdjik 0,01-10 mikrométer.

Az US 4,340,276 jelld szabadalmi leiras eljarast ismer-
tet mikroszerkezet létrehozdsaraegy termék felliletén, amely
eljaréas soran megszakitott rétegben olyan anyagot hordunk
fel, amely lassan porlaszthaté el katdédporlasztassal, majd
kiilénbozbképpen porlasztjak az Osszetett felililetet, és ezal-
tal piramisszerd mikroméretld kiemelkedéseket tartalmazdé dom-
borzatot hoznak létre véletlenszerll magassaggal és tavkoz-
zel.

Oehrlein és tsai. "Study of Sidewall Passivation and
Microscopic Silicon Roughness Phenomena in Chlorine-Based
Reactive Ion Etching of Silicon Trenches" (J.Vac. Sci. Tech-

nol. B, 8, (6), 1990. november-december, 1199-1211 old.) ci-
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md cikkében mintdzat szerinti szerkezet létrehozasat ismer-
teti fotolitografiai és reaktiv ionporlasztasos mddszerrel.

Floro és tsai. "Ion-Bombardement-Induced Whisker Forma-
tion On Graphite" (J. Vac. Sci. Technol. A, 1, (3), 1983.
jilius-szeptember, 1398-1402 old.) cimd cikkében szélas jel-
legl kristélyos grafitszerkezetet ismertet, amelyet ionbom-
bazas Gtjan hoznak létre.

Az US 4,252,865 jeld szabadalmi leiras napenergiat el-
nyeld feliiletet ismertet, amely felliletre jellemzd, hogy
nagy alaktényezdjd kifelé kinyGl6 szerkezeti elemekbdl kép-
zett elrendezést tartalmaz és a szerkezeti elemek kozotti
oldaliranyi hatasos tavkodz megegyezik vagy tartalmazza azt a
mérettartomanyt, amelybe a napenergia hullamhossza esik. A
napenergiat elnyeld feliilet elBdallitaséara ismertetett elja-
rias soran porlasztott amorf félvezetd anyag (példiul Ge) fe-
liiletét maratjak.

Az US 4,396,643 jeld szabadalmi leiras mikrostrukturalt
feliletd fémréteget ismertet, amelyen jellemzden véletlen-
szerien elhelyezett, valtozdé magassagl é&s alakd diszkrét ki-
emelkedések vannak. Ez a mikrostrukturalt feliilet a leiras
szerint sugadrzas elnyelésére hasznalhaté.

Lee és tsai. "Measurement and Modeling of the
Reflectance-Reducing Properties of Gradient Index Microst-
ructured Surfaces" (Photo. Sci. and Eng., 24, (4), 1980.
jalius-augusztus, 211-16 old.) cimd cikkében a lathatd fény
hullamhosszaval Osszehasonlithatd méretld szerkezeti elemeket

tartalmaz® mikrostrukturalt feliiletet ismertet.
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Az US 4,148,294 jeld szabadalmi leiras beesd napenergi-
&t nagymértékben elnyeld és az elnyelt energianak csupén ki-
csiny hanyadat kisugarzdé lapot ismertet, amely lap (a) fo-
lyamatos fémes hordozét tartalmaz, amely tdlnyomdérészben
aluminuiumbdél van, (b) a hordozd feliiletét hozza integrénsan
k6t8dd galvanizalt réteg boritja és ez a réteg tilnyomdrészt
aluminium-oxidot tartalmaz és a hordozéval ellentétes oldali
felszine egymastdél 0,1-1 mikrométer tavolsagra levd, 0,1-0,5
mikrométer atmérdjd pdbrusokkal van kialakitva, és (c) a pd-
rusokban szamos hosszlkas fémes test helyezkedik el, és ki-
nyGlik hossziranyban a felszinrdl.

Az US 4,155,781 jeld szabadalmi leiras napelem gyarta-
sdra alkalmas eljarast ismertet, amelynek soran egy hordozdn
félvezetd szalkakat novesztenek. Az eljaras soran (a) olyan
hordozdét készitenek, amely eldsegiti a szalkak ndévekedését
vagy csirdzasat, (b) a félvezetd anyagot 0l1ddé kdzeget helyi
terilileteken hordanak fel, (c) ezeken a teriileteken gdéz-
folyékony-szildrd (vapor-liquid-solid = VLS) mdédszerrel hosz-
szikas félvezetd kristalyokat vagy szdlkakat ndévesztenek,

(d) a szalkakat vagy p vagy n tipusi szennyezdanyaggal ada-
lékolijak, (e) ezt kovetden a szalkdk feliileti tartomanyat a
tdltéshordozé parok difflazibés hosszaval kdzelitdleg megegye-
z8 mélységig a p vagy n tipusG szennyezdanyagok koézil a ma-
sikkal adalékoljék.

Az US 4,209,008 jeld szabadalmi leiras fotonelnyeld fe-
liiletet ismertet, amelynek legalabb két fazist tartalmazéd
iranyitott mikroszerkezete van, nevezetesen a két fazis ko-

ziil az egyik egy folyamatos fémes befogadd fazis vagy mat-
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rix, a masodik fAzis pedig nem folyamatos és fém, fémes vagy
félfémes anyagbdl van. A masodik fazis méretei 0,001-10
mikrométer kozdtt vannak és a masodik fazis lényegében véve
a feliiletre merdlegesen van iranyitva. A matrix fazis felii-
leti részét eltavolitjak és igy a masodik fazis domborzat-
ként kiemelkedik.

Az US 4,002,541 jeld szabadalmi leirds napenergiat el-
nyeld galvanizalt terméket és eljarast ismertet. A galvani-
zalt termék maximum 18 t3% sziliciumot tartalmazdé aluminiu-
métvdzetet tartalmaz és felililetén olyan matrixréteg van,
amely az 6tvdzetbdl ndvesztett aluminium-oxidot és
szilicium-dioxid kristdlyokat tartalmaz, és ezek athaladnak
a rétegen, valamint az aluminium-oxid matrixréteghez kotdd-
nek és az hordozza ezeket a kristalyokat.

A talalmany egy olyan Osszetett termék, amelynek diszk-
rét mikroszerkezeteket részben bedgyazva és slrd elrendezés-
ben tartalmazd rétege van, amelyben a mikroszerkezetek lega-
labb egy részének egyik téavolabbi vége kiviil van, és a mik-
roszerkezetek kiviil levd tavolabbi végein, valamint a réteg
felszine a réteg egyazon oldalan egymassal egybeesik. A mik-
roszerkezetek kiviil levd tavolabbi végei és a réteg fellilete
eldnydsen egyazon sikban van. Adott esetben a talalmany sze-
rinti Ssszetett termék tovidbba legaldbb egy alakkdévetd réte-
get tartalmaz, amely a mikroszerkezetek és a bedgyazd anyag
kdzdtt helyezkedik el olymdédon, hogy az alakkévetd bevonat a
mikroszerkezeteket legalabb részben koérildleli.

A taldlmidny tovabba egy olyan Osszetett termék, amely

srd elrendezésben diszkrét és iranyitott, (teljesen) beéa-
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gyazott mikroszerkezeteket tartalmazd réteget foglal magaban
olymédon, hogy a bedgyazott mikroszerkezetek mindegyikének
legaldbb az egyik t&volabb esd vége kodzvetleniil a réteg fel-
szine alatt fekszik (vagyis a mikroszerkezetek nincsenek ki-
viil, kiviilrdl nem férhet&k hozza). A diszkrét mikroszerkeze-
tek strd elrendezése egyforman vagy véletlenszerGen iranyit-
haté. Térbeli eloszlasuk is lehet véletlenszerld vagy szaba-
lyos elrendezés.

A mikroszerkezetek eloszlasa nem szilikségeszerien egyen-
letes (vagyis a mikroszerkezetek eloszlésa lehet folyamatos
vagy nem folyamatos). A mikroszerkezetek eloszlasa példaul
egy mint&zatot alkothat. Ez a mintdzat lehet ismétl1&dd jel-
legl vagy nem ismétlddéd.

A mikroszerkezeteknek el8nydsen egykristalyos vagy
t8bbkristdlyos tartoményai vannak.

A mikroszerkezetek alkalmasan olyan anyagokbdél késziil-
nek, amelyek levegdben stabilak és amelyek mikroszerkezetek-
ként alakithatdak. A mikroszerkezetek eldnydsen valamely
szerves anyag vagy szervetlen anyag legaldbb egiykét tartal-
mazzak. Szervetlen anyagként haszndlhatdé példaul keramia
(példaul fém- vagy nemfém-oxidok, mint aluminium-oxid,
szilicium-dioxid, vas-oxid és réz-oxid, fém vagy nemfém-
nitridek, mint szilicium-nitrid és tité&n-nitrid; és fém vagy
nemfém-karbidok, mint szilicium-karbid; fém vagy nemfém-
boridok, mint titan-borid); fém- vagy nemfém-szulfidok, mint
kadmium-szulfid és cink-szulfid, fém-szilicidek, mint
magnézium-szilicid, kalcium-szilicid és vas-szilicid; fémek

(példaul nemesfémek, mint arany, eziist, platina, rhénium,
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ozmium, iridium, palladium, ruténium, rédium és ezek kombi-
nacidi; atmeneti fémek, mint szkandium, vanadium, krdém, man-
gan, kobald, nikkel, réz, cirkénium és ezek kombindcidi;
alacsony olvadaspontd fémek, mint bizmut, 6lom, indium, an-
timon, 6n, cink és aluminiumd h6alld fémek, mint wolfram,
rhénium, iridium, tantal, molibdén, rédium és ezek kombina-
cidi); és félvezetd anyagok (példaul gyémant, germé&nium,
szelén, arzén, szilicium, tellur, gallium-arzenid, gallium-
antimonid, gallium-foszfid, aluminium-antimonid, indium-
antimonid, indium-6n-oxid, cink-antimonid, indium-foszfid,
aluminium-gallium-arzenid, cink-tellurid és ezek kombinaci-
6i). Szerves anyagként haszndlhatdék példaul polimerek és
ezek prepolimerijei (példaul termoplasztikus polimerek, mint
alkidok, aminovegyliletek (példaul melamin és karbamid-
formaldehid), diallil-ftalatok, epoxigyantdk, fenolvegyilile-
tek, poliészterek és szilikonok; hdre keményedd polimerek,
mint akrilnitril-butadién-sztirol, acetatok, akrilvegylile-
tek, celluldzvegyiiletek, kldérozott poliéterek, etil=-vinil-
acetatok, fluorozott szénhidrogének, ionomerek, nylonok, pa-
rilének, fenoxivegyliletek, poliallomerek, polietilének, po-
lipropilének, poliamid-imidek, poliimidek, polikarbonatok,

poliészterek, polifenilén-oxidok, polisztirolok, poliszulfo-

5

nok és -vinilek; és szerves fémes anyagok (példaul bisz(
ciklopentadienil-vas (II), vas-pentakarbonil, ruténium-

pentakarbonil, ozmium-pentakarbonil, krém-hexakarbonil,

molibdén-hexakarbonil, wolfram-hexakarbonil, és

trisz(trifenil-foszfin)-rédium-klorid).
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Eldnydsen a mikroszerkezetek szerves anyagot tartalmaz-
nak. A szerves anyag molekuldi eldnydsen planadrisak és lan-
cokat vagy gylriket tartalmaznak, eldnydsen olyan gylriket,
amelyek folétt a m elektronsilriség (pielektron sUrliség) ex-
tenziven delokalizalt. A leginkdbb eldnyben részesitendd
szerves anyagok tag értelemben Ggy osztdlyozhatdék, mint po-
linuklearis aromas szénhidrogének és aromas heterociklusos
vegyiiletek. A taldlmdny szerinti Osszetett termék eldallita-
sdra szolgdld eldnyds eljaras a kovetkezd lépéseket tartal-
mazza:

Bedgyazott, mikrostrukturalt réteget hordozdé, hordozt
tartalmazé, 6sszetett terméket készitilink, amelyben a mik-
rostruktiralt réteg slrid elrendezésben diszkrét, egyforman
vagy véletlenszerilen iranyitott mikroszerkezeteket tartal-
maz; a hordozérdl rétegben levalasztjuk a bedgyazott mik-
rostruktiralt réteget és ezdltal &llitjuk eld a talalmany
szerinti Osszetett terméket. Egy még eldnydsebb eljaras val-
tozat esetében a bedgyazott mikrostrukturédlt réteget hordd
hordozdét tartalmazé Osszetett termék tovédbba legalabb egy
alakkévetd réteget tartalmaz, amely egy vagy tdbb mikroszer-
kezet és a bedgyazd anyag kozétt helyezkedik el olymddon,
hogy az alakkdvetd bevonat legaldbb részben koriilfogja a
mikroszerkezetek mindegyikét, majd a beadgyazott mikrostruk-
turialt réteget a rétegben levalasztjuk a hordozérdl és igy
4l1itjuk eld a talalmany szerinti Osszetett terméket.

Minden egyes mikroszerkezeten egynél tdbb alakkdvetd
bevonat is lehet. A todbb alakkdvetd bevonatnak egyezd vagy

kiilonbozd Osszetétele lehet.
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Az egyes mikroszerkezeteken az egyszeres alakkdvetd be-
vonat lehet folyamatos vagy nem folyamatos. Eldny&sen az
egyszeres alakkdvetd bevonat folyamatos. Amennyiben t&bb
alakkovetd bevonat van felhordva, akkor az egyes alakkovetd
bevonatok lehetnek folyamatosak vagy nem folyamatosak. A
tdbbszOrdés alakkdvetd bevonatok egylittesen eldnydsen folya-
matosak.

A mikroszerkezeteket fedd alakkovetd bevonat lehet min-
tazott, aholis a mintazat lehet ismétlddd vagy nem ismétld-
dd. A beagyazdé anyag folyamatos vagy nem folyamatos bevona-
tot képezhet a mikrostrukturalt rétegen, vagy az alakkdvetd-
en bevont mikrostrukturilt rétegen. El6nydsen a beagyazd
anyag folyamatos réteget alkot. A mikrostrukturalt rétegen
vagy alakkdvetden bevont mikrostrukturalt rétegen nem folya-
matos rétegben hordhaté fel bedgyazd anyag, &€s ezen jarulé-
kos beadgyazd anyagok hordhaték fel, amelyek Osszetétele azo-
nos vagy eltérd lehet, és folyamatos vagy nem folyamatos be-
vonatot képezhetnek az alatta levd réteg szabadon allé felii-
letén. A t8bbszOros beagyazd anyagok folyamatos vagy nem fo-
lyamatos bevonatot képezhetnek az alatta levd beagyazd anyag
egylittes feliiletén, és a mikrostrukturalt réteg vagy alakko-
vet&en bevont mikrostrukturdlt réteg szabadon &l116 feliile-
tén. A beagyazd anyag nem folyamatos bevonata kialakithatd
mintidzat szerint, amely mint&zat lehet ismétlddd vagy nem
ismét18ds.

A taldlmdny szerinti Osszetett terméknek mikrostruktu-
ralt réteget vagy alakkdvetden bevont és részben beagyazott

mikrostrukturialt réteget, tovabba egy boritdéréteget tartal-
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mazhat, amely példaul az Osszetett termék szabadon fekvd fe-
liiletével ellentétes f& felliletére rétegelhetd fel (példaul
a hatoldalara) a hdatadas elBsegitésének céljabdl; az Ossze-
tett termék hatsd felililetére ragasztdanyag hordhaté fel a
terméknek hordozdhoz vald kotése céljabdl; az Osszetett ter-
mék eliilsd felliletére reflexidt csbkkentd anyag hordhaté fel
a beagyazd réteg vagy mikroszerkezet reflexidjanak csdkken-
tése vagy kiegyenlitése céljabdl; az Osszetett termék hatsod
felililetei és eliilsé feliiletei kozilil legaldbb az egyikre pasz-
szivaldé anyag hordhatdé fel; az Osszetett termék elililsd felii-
letére polimer vegyililet vagy szervetlen anyag hordhaté fel,
példaul védoréteg kialakitdsa céljabdl.

A jelen bejelentésben "mikroszerkezet" vagy "mikrost-
rukturdlt elem" elnevezés alatt olyan ismétlddd kiilonallod
egységeket értiink, mint példaul szalkak, rudak, kGpok, pira-
misok, hengerek, lécek és hasonldk;

"sird elrendezés" azt jelenti, hogy a mikroszerkezetek
egymashoz sszorosan kdzel, de egymastél tévkéznyire'helyez-
kednek el szabalyos vagy véletlenszerl elrendezésben, amely-
ben az atlagos tavkoz jellemzSen 1-5000 nanométer tartomény-
ban van és eldnytsen 10-1000 nanométer k&ézé esik, valanmint
az atlagos tavkoz eldnydsen és megkdzelitdleg egyenld a mik-
roszerkezetek atlagos atmérdjével;

"mikrostrukturdlt réteg" egy olyan réteget jelent, ame-
lyet a mikroszerkezetek egylittvéve alkotnak;

"osszetett mikroszerkezetek" olyan mikroszerkezeteket

jelentenek, amelyek alakkdévetden be vannak vonva;
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"alakkdvetden bevont" alatt azt értjlk, hogy legaldbb
egy mikroszerkezeti elemnek legaldbb egy részére anyag van
felhordva, amely alakjdban megegyezik a mikroszerkezeti elem
legalabb eqy részével;

"egyforman iranyitott" fogalom alatt azt értjiik, hogy a
hordoz6 feliiletére mer&leges képzeletbeli vonal és a mikro-
szerkezetek legaldbb 90%-anak a fdtengelye kozotti szdg nem
valtozik nagyobb tartom&nyban az elbébb emlitett szdgek atla-
gos értékéhez képest, mint *15°;

"véletlenszerlden iranyitott fogalom alatt azt értjik,
hogy a taldlmény szerinti Osszetett termék mikrostrukturéalt
feliiletére merdleges képzeletbeli vonal és a mikroszerkeze-
tek legalabb 90%-anak fotengelye koézdtti szdg toébb mint kb.
+15° szdggel tér el az eldbb emlitett szdgek atlagos értéké-
t81;

"szilarditott" fogalom alatt azt értjiik, hogy a bedgya-
z®d anyag allapotvaltozast szenved, jellemz8en folyékony vagy
folyadék jellegl fazisbdl egy merevebb, szildrd vagy szi-
lardhoz hasonld fazisba, mint ami jelentkezik szaritas, ve-
gyi keményités, hités, fagyasztds, zselézés, polimerizacid
stb. eredményeként;

"folyamatos" valamely felliilet megszakitéas nélkil vald
bevonasat jelenti;

"nem folyamatos" valamely felililet olyan bevonasat je-
lenti, ahol peridédikusan vagy szakaszonként "vagyis nem pe-
ridédikusan" megszakitds van a rétegben (ilyen megszakitas a
bevonatban példaul azzal jarhat, hogy a bevont és bevonatlan

tartomanyokkal rendelkezd egyes mikroszerkezetek vagy lega-
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14bb egynél tobb mikroszerkezet és ahol egy vagy tdbb mikro-
szerkezet be van vonva, és egy vagy tobb egymassal szomszé-
dos mikroszerkezet nincs bevonva) ;

"egyenletes" méretek vonatkozasaban azt jelenti, hogy
az egyes mikroszerkezetek keresztmetszetének méretei az at-
lagos értékekhez képest nem valtoznak tébbel, mint kb. 25% a
legf8bb méretek tekintetében, mig az egyes mikroszerkezetek
keresztmetszetének kisebb méretei nem valtoznak tdbbel, mint
kb. 25% a kis méretek atlagértékéhez képest; és

"fellileti stiriség" a mikroszerkezetek egy felililetegy-
ségre esd szamat jelenti.

A taldlmany szerinti 6sszetett termék haszndlhatd su-
garzast elnyeld késziilékekben, beleértve példdul a lathatd
sugarzast elnyeld eszkdzdket. Kiildndsen vonatkozik ez az
olyan sugarzast elnyeld eszkézOkre, mint példaul a szelektiv
napsugar elnyelék, lapostanyér alakd napkollektorok, napsu-
garat elnyeld panelek és napcellak.

A taldlmanyt a tovabbiakban a mellékelt rajzon bemuta-
tott példakénti kiviteli alak kapcsén ismertetjiik résztlete-
sebben. A rajzon:

az 1. dbra a taldlméany szerinti Osszetett termék az

eredeti hordozdérdél részben levalasztva

a 2a abra Osszetett réteg torési felliletének pasztazd

elektronmikroszképos felvétele tizezersze-
res nagyitasban

a 2b abra Osszetett réteg torési felliletének pasztazéd

elektronmikroszkodpos felvétele tizendtezer-

szeres nagyitasban.
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A mikroszerkezetek iranyitottsdga &ltalaban egyenletes
a hordozd feliiletéhez viszonyitva. A mikroszerkezetek szoka-
sosan mer&legesen irdnyulnak a hordozdé eredeti feliiletére,
aholis ez a merdleges, illeﬁve normalis irany meghatarozéas
szerint azon vonal iranyanak felel meg, amely a hordozdé he-
lyi feliiletét a mikroszerkezet alapjdnak a hordozé felsziné-
vel vald érintkezési pontjaban érintd képzeletbeli sikra me-
r6leges. Ez a fellileti normdlis irany Ggy tekinthetd, hogy
kdveti a hordozd feliiletének kdrvonalat. ElSnydsen a mikro-
szerkezetek fé tengelyei egymdssal parhuzamosak.

A mikroszerkezetek eldnydsen egyforma méretlek és ala-
kGak és keresztmetszeti méreteik f& tengelyeik ir&nyéaban
egyformdk. A mikroszerkezetek hossza eldnydsen rdvidebb,
mint kb. 50 mikrométer. Még eldnydsebb, ha a mikroszerkeze-
tek hosszlisdga 0,1-5 mikrométer tartomanyban van. Minden
egyes mikroszerkezet szélessége eldnydsen kisebb, mint kb. 1
mikrométer. Még eldnydsebb, ha minden mikroszerkezet széles-
sége 0,01-0,5 mikrométer tartomanyban van.

Eldnydsen a mikroszerkezetek felilileti slirlisége szamsze-
rileg 0,04-10° mikroszerkezet négyzetmikrométerenként. Még
eldnydsebb, ha a mikroszerkezetek feliileti slrusége kb. 1-
104 négyzetmikrométer tartoményban van.

Habar a mikroszerkezeteknek szamos kiilénféle alakja le-
het (példaul szalkak, rudak, kapok, piramisok, hengerek, lé-
cek és hasonlék), eldnyds, ha az egyes mikroszerkezetek
alakja barmely adott mikrostrukturalt rétegben ugyanolyan.

A mikroszerkezeteknek eldnydsen nagy az alaktényez&je
(vagyis hosszlsaguknak &atmérdjlikhoéz viszonyitott aranya 3:1

és 10:1 kozdtti tartoményban van).

78525-3662



- 17 -

Az alabbiakban ismertetjiik a mikrostrukturalt réteg
eldallitasara alkalmas eldnyds eljarast.

Ezen eljarassal szerves alapl mikrostrukturalt réteg
hozhaté létre és ilyen eljaréast ismertet az US 4,812,352,
valamint 5,039,561 szamQ szabadalmak leirasa. Amint ezek a
leirasok ismertetik, a mikrostrukturdalt réteg eldallitéasara
szolgdld eljaras a koévetkezd lépéseket tartalmazza:

i) szerves anyag gdzét vékony folyamatos vagy nem
folyamatos rétegben lecsapatjuk egy hordozdra &sz-
szetett szerkezet kialakitasahoz; és

ii) a lecsapatott szerves réteget egy ideig vakuumban
temperaljuk olyan h&mérsékleten, amely elegendd
fizikai valtozas létrehozadsdhoz a lecsapatott
szerves rétegben és mikrostrukturdlt réteg kiala-
kitasahoz, amely strd elrendezésben kiildnallo,
diszkrét mikroszerkezeteket tartalmazdé mikrost-
rukturalt réteget képez.

Hordozdként hasznilhatd anyagok kdzé tartoznak azok,
amelyek megdrzik épségiiket a vakuumgdzolési és temperdlasi
lépések soran alkalmazott homérsékletek és vakuum korilmé-
nyei kdzdtt. A hordozd lehet rugalmas vagy merev, sik vagy
nem sik alakid, konvex, konkav, aszférikus vagy ezek Kombin&-
cidéja.

A hordozdé anyagaként eldnydsen szerves és szervetlen
anyagok haszndlhaték (beleértve példaul keramikus anyagokat,
fémes anyagokat és félvezetd anyagokat). A hordozd anyaga

eldnydsen fémes.
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Szerves hordozdéként el8nydsen haszndlhatdédk példaul
olyan anyagok, mint poliimid film (kereskedelmi forgalomban
példiaul "KAPTON" név alatt szerezhetd be, Du Pont Electro-
nics of Wilmington, DE).

A hordozd készitésére alkalmas fémek kozé tartoznak
példaul az aluminium, kobalt, réz, molibdén, nikkel, plati-
na, tantdl vagy ezek kombinaciéi. A hordozé anyagaként hasz-
nalhaté keramidk kozé tartoznak példiul a fémes vagy nem fé-
mes oxidok, példaul az aluminium-dioxid és a szilicium-
dioxid.

A fémes hordozd készitésére alkalmas eldnyds eljarasok
kozé tartozik példaul a vakuumgdzodlés vagy ionporlasztasos
eljaras, amellyel poliimid lapra vagy szovetre hordjak fel a
fémréteget. A fémréteg vastagsadga eldnydsen kb. sz4z nanomé-
ter. HabAr nem feltétleniil karos, a fémfeliiletet oxidald ko-
zegnek (példaul levegdnek) kitéve a felilileten oxidréteg kép-
z6dhet.

Az a szerves anyag, amelybdl a mikroszerkezetek ki van-
nak alakitva, bevonatként felhordhatdék hagyomdnyos médsze-
rekkel a hordozdra. A technika 4114sabdl ismertek olyan mdéd-
szerek, amelyekkel egy szerves anyagbdl réteg hordhatd fel
egy hordozdra, példaul gdzfazis lecsapatasaval (példaul va-
kuumgdzdléssel, katddporlasztassal és gdz vegyi Gton vald
lecsapatdsaval), vagy oldattal tSrténd bevonés, esetleg
diszperzidéval vald bevonas (példaul meritéssel, permetezés-
sel, pdrgetéssel, pengével vagy késsel, ruddal, hengerlés-
sel, feldntéssel, vagyis folyadéknak a feliiletre vald radn-

tése és a feliileten vald szétteritése Utjan). A szerves ré-
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teget eldnydsen fizikai vakuumporlasztasos gb6z6léssel, va-
gyis vakuum alatt a szerves anyag szublimaltat&sival hordha-
téd fel.

A szerves alapQ mikrostrukturdlt réteg vegyi Osszetéte-
le eldnydsen ugyanaz, mint a kiindulé szerves anyagé. A mik-
rostrukturalt réteg készitéséhez eldnydsen olyan szerves
anyagok hasznalhatdk fel, mint péld&ul olyan plandris mole-
kulak, amelyek lancokat vagy gydrdket tartalmaznak, és ezek
f516tt a m-elektron slrliség extenziven delokalizalt. Az
ilyen fajtaja szerves anyagok &ltalaban véve halszalka min-~
tazat szerint kristalyosodnak. Az eldnydsen hasznilhaté
szerves anyagokat tag értelemben véve gy osztalyozhatjuk,
mint polinuklearis aromis szénhidrogének, valamint hetero-
ciklusos aromds vegyiiletek.

A polinukledris aromds szénhidrogéneket Morrison és
Boyd ismerteti "Organic Chemistry" cimd konyvében (3. kia-
das, Allyn and Bacon, Inc., Boston 1974, 30. fejezet). A he-
terociklusos aromds vegyilileteket a fenti kényv 31. fejezete
ismerteti.

A kereskedelemben beszerezhetd elényds polinukleiris
aromas szénhidrogének kdzdtt emlitjiik meg példiaul a nafta-
lin, fenantrén, perilén, fenil, antracén, koronén és pirén
vegylileteket. Az egyik eldnyds polinukledris aromas szénhid-
rogén a kereskedelmi forgalomban "C.I. PIGMENT RED 149" el-
nevezés alatt szerezhetd be (American Hoechst Corporation,
Scomerset, NJ), egyszerlibb nevén "perilén voros", és kémiai

neve N,N'—di(3,5-xili1)—perilén—3,4,9,10—bisz(dikarboximid).
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A kereskedelemben beszerezhetd eldnyds heterociklusos
aromas vegyliletek kézdtt megemlitjlik példdul a ftal-cianin,
porfirin, karbazol, purin és pterin vegylileteket. Jellemzd
példak az ilyen heterociklikus aromas vegyliletekre példaul a
fémmentes ftAl-cianin vegylletek (példaul dihidrogén-ftal-
cianin), valamint ennek fémmel képzett komplexei (példaul
réz-ftal-cianin).

A szerves anyagok eldnydsen képesek egy folyamatos ré-
teg kialakitéasara a hordozéra vald felhordas Gtjan. Ennek a
folyamatos rétegnek a vastagsdga eldnydsen 1-1000 nanométer.

Mikroszerkezetek iranyitottsagat befolyasolja a kicsa-
pott szerves anyag, a hordozd hémérséklete lecsapatas koz-
ben, a lecsapatas liteme és a beesési szdg. Ha a szerves
anyag lecsapatasa kézben a hordozd hdmérséklete elegendden
nagy, akkor a lerakddd szerves anyag véletlenszerien iranyi-
tott mikroszerkezetet képez mind lecsapatds, mind az ezt ko-
vetd temperdlds utdn. Ha a lecsapatds kozben a hordozdé hd-
mérséklete viszonylag kicsi (vagyis kozel szobahdmérsékle-
td), akkor lerakdédas k&zben a szerves anyag hajlamos egyen-
letesen iranyitott mikroszerkezetek alkotasdra temperdléas-
kor. Ha példaul perilén virdst tartalmazd és egyenletesen
iranyitott mikroszerkezetek képzése kivanatos, akkor a hor-
doz® hémérséklete a perilén vords lecsapatésa kdzben 0 és
kb. 30°C hdomérséklet kdézdtt van.

Minden mikroszerkezet f& mérete egyenesen aranyos a
kezdetben lecsapatott szerves réteg vastagsagaval. Ha a mik-
roszerkezetek diszkrétek, vagyis kiiléndlldak, akkor ezeket

szélességlik nagysagrendjében esd tavkozok valasztjak el egy-
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mastél és eldnydsen egyenletes keresztmetszeti méreteik van-
nak. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az eredeti szerves film
anyaga teljes egészében mikroszerkezetekké alakul at, akkor
a tdmegmegmaradas elvébdl az kdvetkezik, hogy a mikroszerke-
zetek hosszlsadga aranyos lesz a kezdetben lecsapatott réteg
vastagsagaval. Az eredeti szerves réteg vastagsdga és a mik-
roszerkezetek hosszlsiga k&zdtt tapasztalhatd viszony miatt
a mikroszerkezetek hosszlsiga és alaktényezdi keresztmetsze-
ti méreteiktdl és feliileti slrilségiiktdl fliggetlenilil valtoz-
hatnak. Azt talaltuk példaul, hogy a mikroszerkezetek hosz-
szlsdga kozel a tizszerese a vakuumgdzdléssel felhordott
szerves réteg vastagsaganak, mikor a vastagsag 0,05-0,2 mik-
rométer tartomanyban volt. A mikroszerkezetek kisebb méretét
a hatarold krisztallografiai oldallapok felilileti szabad
energiaaranya hatarozza meg é&s Wulff teorém&ja alapjén ma-
gyarazhaté. A mikrostrukturalt réteg feliileti tartomanya
(vagyis az egyes mikroszerkezetek feliileti tartomadnyainak
dsszege) sokkal nagyobb, mint a hordozdéra eredetileg felhor-
dott szerves rétegé. Eldnydsen az eredetileg felrakott réteg
vastagsaga 0,05-0,25 mikrométer tartomanyban van.

Az egyes mikroszerkezetek egykristdlyok (monokrista-
lyok) vagy t8bbkristdlyos (polikristalyos) szerkezettek,
semmint amorf szerkezetiek. A mikrostrukturalt réteg nagy-
mértékben anizotrép tulajdonsidgid annak kdszodnhetden, hogy
kristdlyos jellegd és a mikroszerkezetek egyenletesen ira-
nyitottak.

Ha a mikroszerkezeteknek nem folyamatos eloszlasa kiva-

natos, akkor a szerves réteg felhordadsadnak lépése soran
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maszk hasznalhatd annak érdekében, hogy a hordozdnak szelek-
tiven kivalasztott teriileteit vagy tartomédnyait vonjuk be.
Nem folyamatos eloszlasban alakithatdk ki a mikroszerkezetek
fémrétegnek (példaul arany, ezlist és platina) a temperalasi
lépés eldtt a szerves rétegre vald felhordasa (példaul ka-
tédporlasztas, g6z8lés vagy gdz vegyi lecsapatasa) atjan. A
szerves rétegnek azon részei, amelyeken fémbevonat van, al-
talaban véve nem alakulnak &t temperalas kodzben mikroszerke-
zetekké. Eldnydsen a fémréteg koriilbeliili vastagsaga 0,1-10
nanométer tartomanyban van.

A szerves rétegnek a hordozd meghatarozott teriileteire
vagy tartoményaira vald szelektiv felhordasara mas ismert
médszerek is hasznalhatok.

A temperalasi lépésben a szerves bevond réteggel ella-
tott hordozdét vakuumban, és egy olyan hdémérsékleten hevitik
egy ideig, amely elegendd fizikai valtozas létrehozasahoz,
mikor a szerves réteg atalakulva olyan mirostrukturalt réte-
get képez, amely slr{ elrendezésben diszkrét és iranyitott
monokristéalyos vagy polikristalyos mikroszerkezeteket tar-
talmaz. A mikroszerkezetek iranyitottsadga a temperdlasi mi-
velet lényeges jellegzetessége. Ha a bevonattal ellatott
hordozé a temperalasi 1lépés eldtt levegdvel érintkezik, ta-
pasztalatunk szerint nem befolydsolja karosan a mikroszerke-
zet ezt kovetd kialakitasat.

Ha a bevont szerves anyag példdul perilén vords vagy
réz-ftal-cianin, akkor a temperdlast eldnydsen vakuumban
(vagyis 1073 Hgmm-nél kisebb nyomas) végezzlik kb. 160-300°C

hémérsékleten. A temperédlashoz sziikséges id6, amely alatt az
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eredeti szerves réteg a&talakul mikrostrukturéalt réteggé,

fligg a temperalasi hémérséklettdl. Jellemzben a temperéaléasi
idd kb. 10 perc és kb. 6 dra kbzdtti tartoményban kielégitd.
A temperalasi idd eldnybsen kb. 20 perc és 4 ora kézdtt van.

A gbzdlési lépés és a temperdldsi l1lépés kozotti idokéz
néhany perctdl néhany hdénapig terjedhet szamottevd hatranyos
hatas nélkiil, feltéve, ha a bevonatolt Osszetett anyagot fe-
dett tartalyban taroljdk a szennyezés (példaul porosodas)
csdkkentése érdekében. A mikroszerkezetek kifejlddése kdzben
az infravdrds tartomany intenzitisa valtozik és a lézer visz-
szaverddését tiikrdzd reflektivitas csdkken, ami lehetdvé te-
szi az atalakulas gondos figyelemmel kisérését, példaul in
szitu infravérds spektroszképia segitségével. Miutdn a mik-
roszerkezetek a kivant méretekre novekszenek, az eredményiil
kapott, a hordozét és a mikroszerkezeteket tartalmazd réte-
ges szerkezetet hagyjuk kihtilni, mieldtt még légkdri nyomas-
ra hoznank.

Ha a mikroszerkezeteket nem egyenletes eloszlasban ki-
vanjuk kialakitani, akkor a mikroszerkezeteket szelektiv md-
don eltavolithatjuk a hordozérdl, példadul mechanikai eszko-
zdkkel, vakuumtechnikai eszk6zdkkel, vegyi Gton, gaznyomas-
sal vagy folyadékkal, valamint ezek kombindcidéjaval. Mecha-
nikai megoldasként haszndlhatdé példaul a mikroszerkezeteknek
éles eszkdzzel (példaul borotvapengével) torténd lekaparéasa
a hordozérdl. Vegyi Gton toérténhet az eltavolitas példaul a
mikrostrukturalt réteg kivalasztott teriileteinek vagy tarto-

manyainak savas maratédsaval. Vakuumtechnikai médszerként
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példaként emlitjiik az ionporlasztdst, valamint a reaktiv
ionmaratdast. SGritett levegd haszndlhatdé példaul a mikro-
szerkezeteknek a hordozérdl vald lefijdsdhoz, de megvaldsit-
haté ez mas gazarammal vagy folyadékdrammal is.

A mikrostrukturdlt réteg elkészitésére mas médszerek is
alkalmasak.

Ilyen megoldasok ismertek példdul szerves mikrostruktu-
ralt rétegek kialakitdsara a kovetkezd irodalmakbdl: J. Vac.
Sci. Technol. A, 5, (4) 1987. jadlius/augusztus 1914-16 old.;
J. Vac. Sci. Technol. A, 6, (3) 1988. madjus/augusztus 1907-
11 old.; Thin Solid Films, 186, 1990, 327-47. old.; J. Mat.
Sci, 25, 1990, 5257-68. old.; US 3,969,545 szabadalmi lei-
ras; Rapidly Quenched Metals, Proc. of the Fifth Int. Conf.
on Rapidly Quenched Metals, Wirzburg, DE, 1984. szeptember
3-7., (S. Steeb et al. eds. Elsevier Science Publishers
B.V., New York, 1985) 1117-24. old.; US 4,568,598 szabadalmi
leiras; Photo. Sci. and Eng., 24, (4), 1980. julius/-
augusztus, 211-16. old.; és US 4,340,276 szabadalmi leiras.
Szervetlen alapd, sza1lkakbdl 4116 mikrostrukturdlt réteg ké-
szitésére alkalmas mddszereket ismertetnek példaul a kovet-
kez8 irodalmi helyek: US 3,969,545 szabadalmi leiréas; J.
Vac. Sci. Technol. A, 1, (3) 1983. jGlius/szeptember 1398~
1102 old.; US 4,252,865, US 4,396,643, US 4,148,294, US
4,155,781 és US 4,209,008 jeld szabadalmi leiréasok.

A taldlmany szerinti megoldas arra is vonatkozik, ho-
gyan lehet médositani a mikrostrukturalt rétegek eldallita-
sdra szolgald eljarasokat annak érdekében, hogy a mikroszer-

kezetek eloszliasa az egyenletestdl eltérden nem egyenletes
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jellegld legyen. Ezen mdédszerek méddositasédra szolgald eszko-
zdket példazza a leirds a mikrostrukturalt rétegek eldalli-
tadsira s2z0lgdld eldnyds eljaras ismertetése soran.

El8nydsen az alakkdvetd bevond anyag - amennyiben fel-
hordjuk - a mik&désben is szerepet kap, mint kivanatos tu-
lajdonsagokat megvaldsitd réteg, példaul befolyadsolja a ter-
mikus optikai és mechanikai tulajdonsdgokat (példaul erdsiti
a mikrostrukturdalt réteget tartalmazd mikroszerkezeteket),
médositja az elektronikus és vegyi tulajdonsagokat (pé&ldaul
véddréteget képez).

Az alakkovetd bevond anyag szerves anyag lehet, bele-
értve a polimer anyagokat, de szervetlen anyag is lehet. Az
alakkovetd szerves és szervetlen bevond anyagként hasznalha-
tdk példaul a mikroszerkezetek leirasakor fent emlitett
anyagok. Szerves anyagként haszndlhatdék példaul vezet8képes
polimerek (példaul poliacetilén), poli-p-xililénbdl nyert
polimerek és felililetaktiv anyagok.

Az alakkdvetd bevonat eldnyds vastagsdaga jellemzden Kb.
0,2-50 nanométer tartomadnyban van az egyes felhaszndlasoktdl
fliggden.

Az alakkovetd bevonat a mikrostrukturalt rétegen hagyo-
manyos médszerekkel hordhaté fel, beleértve példaul az US
4,812,352 és US 5,039,561 jeld szabadalmi leirasokban ismer-
tetett megoldasokat. Eldnydsen az alakkdvetd lenyomat olyan
médszerrel hordhaté fel, amellyel elkeriilhetd a mikrostruk-
turalt réteg mechanikai erdk altal okozott megzavarasa, be-
leértve példaul a gb6zfazis lecsapatast (példaul vakuumgdzo-

léssel, katddporlasztassal és vegyi gdzlecsapatéassal), ol-
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dattal vagy diszperzidéval vald bevonast (példaul bemartast,
permetezést, centrifugalast és feldntéses (példaul folyadék-
nak a feliiletre vald radéntésével, ami utdn hagyjuk a folya-
dékot elteriilni a mikrostrukturdlt réteg f616tt)) és bemeri-
téses bevonatkészitést (példaul a mikrostrukturdlt réteget
annyi ideig meritjiik be egy oldatba, mig a réteg molekulédkat
k6t meg az oldatbdl, vagy kolloidokat vagy mas részecskéket
k6t meg a diszperzidébdl). Még eldnyodsebb, ha az alakkdvetd
réteget gozfazis kicsapatédsara vonatkozdé mdédszerrel valdsit-
juk meqg, igy példaul katdédporlasztasos lecsapatéassal, gbz-
kondenzacidval, vakuum alatti szublimécidval, fizikai g&zto-
vabbitassal, vegyi gb6ztranszportacidval és szerves fémvegyli-
let és fémorganikus vegyliletek g6zének vegyi lecsapatasa Gt-
jan.

Nem folyamatos alakkovetd bevonat lecsapatasdhoz lecsa-
patasi mdédszert ismert médon mdédositani kell a nem folyama-
tos bevonat létrehozédsa érdekében. Az ilyen mdédositdsokba
értendd példaul maszkok, rekeszek, iranyitott ionsugarak és
lecsapatasi forrassugarak alkalmazéasa.

A mikrostrukturalt rétegre vagy az alakkdvetd bevonat-
tal ellatott mikrostrukturalt rétegre felhordott beagyazd
anyag olyan, hogy felhordhaté mind a mikrostrukturalt, mind
az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt réteg
szabad felliletére, folyékony vagy folyékony Jjellegd allapot-
ban, amely azuté&n megszilardithatdé vagy rdgzithetd. Egy ma-
sik megoldas szerint a bedgyazd anyag olyan, hogy g6z hal-

mazdllapotban van, ami ezutdn felvihetd a mirostrukturalt
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réteg vagy alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt
réteg szabad feliiletére.

A beadgyazd anyag szervetlen vagy szerves anyag, bele-
értve a polimer anyagokat is. Szerves vagy szervetlen bea-
gyazdé anyagként haszndlhaték példaul a mikroszerkezetek és
az alakkdévetd bevonat ismertetése soran emlitett anyagok.
Kiildndsen hasznos polimerként megemlitjik példaul a termop-
lasztikus, a hére keményedd és a fotopolimer anyagokat.

A bevonatot bedgyazd anyag eldnyds Osszvastagsaga jel-
lemzden kb. 2-100 mikrométer tartomanyban van az egyes fel-
hasznalasoktdl fliggben.

A mikrostrukturidlt rétegre vagy alakkdvetd bevonattal
ellatott mikrostrukturdlt rétegre a bedgyazd anyag az adott
anyagmindségtdl fiiggd mdédszerrel és eszkdzzel vihetd fel.
Igy példaul folyékony vagy folyékony jellegld allapotban levd
bedgyazdé anyag a mikrostrukturalt vagy alakkévetd bevonattal
ellatott mikrostrukturdalt réteg szabad feliiletére oldat vagy
diszperzié formajdban (példdul centrifugdlassal, martdssal,
bemeritéssel, permetezéssel, hengerléssel, feldntéssel, kés-
sel vagy pengével és léccel hordhatdé fel). G&z halmazallapo-
td beagyazd anyag hagyomdnyos lecsapatdsos mddszerekkel
hordhaté fel, beleértve példaul a gdznek a mikrostrukturalt
réteg vagy alakkdvetd bevonattal elldtott mikrostrukturalt
réteg szabad felszinén vald kondenzacidjat.

A bedgyazd anyag szilard-folyékony lecsapatas Gtjan is
felvihetd, amelynek soran egy szilard anyag, eldnydsen por
hordhaté fel a mikrostrukturdlt réteg vagy alakkdvetd bevo-

nattal ellatott mikrostrukturdlt réteg szabad felszinére,
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amely ezutdn megfeleld mennyiségli energia k&zlése (példaul
hevités, besugarzas vagy vezetés) Gtjan folyékony allapotba
hozhatdé, vagyis a szilard anyag folyékony vagy folyékony
jellegd allapotba hozhatdé (anélkiil, hogy hatranyosan befo-
lydsolnd a mikrostrukturéalt réteget vagy alakkdvetd bevonat-
tal ellatott mikrostrukturalt réteget), majd ezutadn a folyé-
kony vagy folyékony jellegld anyag megszildrdithatdé vagy rég-
zithetd.

A felvitt bedgyazd anyag az anyag mindségétdl fliggd
moédszerrel szildrdithatd meg vagy rogzithetd. Ilyenek példa-
ul az ismert térhalésitd vagy polimerizald mddszerek (példa-
ul besugérzas, szabad gyokds, anionos, kationos, kondenzaci-
6s, lépésenkénti ndvesztési eljarasok és ezeknek kombindci-
6i). Tovabbi megszilarditasi, illetve rogzitési médszerként
megemlitjlik példaul a fagyasztast is.

A bedgyazd anyag nem folyamatos bevonatként vald felvi-
teléhez a felhordasra haszndlt médszert mbébdositani kell.
Ilyen mdédositasként hasznalhatdé pé&ldaul a maszkoléds, irényi-
tott permetezés és a kiilénbdzd fotolitografiai eljarasok.

A mikrostrukturdlt réteget vagy alakkovetd bevonattal
ellatott mikrostrukturdlt réteget tartalmazd végsd Osszetett
réteg és a beagyazott anyag a hordozdé eredeti feliileténél
mechanikai eszkdzdk, példaul az Ssszetett rétegnek a hordo-
26rdl vald lehGzasa, a hordozdénak az Osszetett rétegrdl vald
lehGzasa vagy ezek kombindciéja Gtjan rétegben levalaszthatd
a hordozdérdl. Egyes esetekben az Osszetett réteg a beagyazd
anyag megszilarduldsa soran rétegben énmagatdl is levalhat.

Hasonldéképpen az Osszetett réteg a hordozdérdl hevités vagy
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hités Gtjan is levalaszthaté rétegben, olymddon, hogy a hor-
dozd és az Osszetett réteg egymastdl eltérd hdtagulasi
egylitthat6jabol a hevités vagy hiités soran erdk keletkeznek,
amelynek hatasara az Osszetett réteg és a hordozd egymastodl
rétegesen elvalik.

Az Osszetett rétegnek a hordozdérdl vald levalasztasa
szabadda teszi az egyes mikroszerkezetek egyik keresztmet-
szetli végét, aminek kOvetkeztében a bedgyazd anyagnak és a
mikroszerkezeteknek szabaddd valdé végei egyazon sikban fek-
szenek. Az Osszetett réteg levalasztott feliiletének (vagyis
a levalasztas eldtti csatlakozasi feliilethez tartozd fel-
szin) elrendezése, vagyis topografiaja a forditottja, vagyis
inverze azon felililet topogrédfidjanak, amelyrdl a réteget le-
valasztottuk. Amennyiben a hordozd feliilete tdkéletesen si-
ma, akkor a mikroszerkezetek szabad keresztmetszeti végei és
a bedgyazd anyag levalasztaskor szabaddad valo fellilete
egyetlen ko6zds sikban fekiidhet.

Adott esetben a tal&lmdny szerinti Osszetett termék ré-
teglevalasztds uténi felszine legaldbb egy bevondé anyaggal
még bevonhatdé. Mindegyik ilyen bevonat lehet folyamatos vagy
nem folyamatos. Az ilyen felsd bevonatok hasznosnak bizo-
nyulhatnak az Osszetett termék kezelhetbségét és tartdssagat
befolyasold jellemzdk javitadsa tekintetében, de egyes kiildn-
leges alkalmazasok esetében szilikségessé valhatnak mas okbél
is.

Az 1. abran bemutatott 10 Osszetett termék nagyszami 11

mikroszerkezetet, adott esetben megvalésitott alakkédvetd 12
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bevoné anyagot, és 13 Agyazd anyagot tartalmaz, amelyeket az
abran részben kitdrve szemléltettilink. Az 1. &bra tovabba be-
mutatja a 10 Ssszetett termék 14 felliletének 16 hordozdé 15
felliletérdl vald és rétegben torténd levalasztasat is,
amelynek sordn a 11 mikroszerkezetek tavolabb es& 17 végei
szabadda valnak.

A felsd bevonat (vagyis a bedgyazd anyag) vastagsdaga
jellemzden kb. 1 mikrométer é&s 1 mm tartomanyban van az
egyes alkalmazasoktél figgden.

Egy ilyen fels8 bevond anyagnak a taldlmany szerinti
Osszetett termék rétegben vald levalasztasa Gtjan szabadda
vald felszinére vald felhordasa olyan ismert mbédszerekkel
torténhet, amelyek alkalmasak egy bevondé anyagnak hordozéra
vald felvitelére. Az ilyen mddszerek kozé tartoznak példaul
azok, amelyeket az alakkévetd rétegnek a mikrostrukturalt
felliletre vald felhordasa kapcsan, valamint a beagyazd
anyagnak a mikrostrukturdlt rétegre vagy alakkovetd réteggel
bevont mikrostrukturdlt rétegre vald felhordasa kapcsén is-
mertettiink.

A talalmany értelmében az Osszetett rétegben tobb mik-
rostrukturdlt réteg is lehet. Igy példaul két vagy tdbb Osz-
szetett termék egymasra lamindlhaté.

A taldlmany szerinti Osszetett termék felhasznalhaté
lathatdé sugarzast elnyeld eszkdzként, példaul szelektiv nap-
sugar elnyeld lapos napkollektorokhoz, napsugarzas elnyeld
panelekhez (példaul az US 4,148,294 jeld szabadalmi leiréas-

ban ismertetett késziilékekhez) és napcelldkhoz (példaul az
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US 4,155,781 jeld szabadalmi leirés szerinti tipust napcel-
lahoz) .

A talalmany tovabbi eldényds tuljadonsagait, valamint az
dltala elérhetd célokat a kdvetkezd példak kapcsan ismertet-
jiik részletesebben, amelyekben példaként adjuk meg a fel-
hasznalt egyes anyagokat és azok mennyiségeit, valamint a
megoldas egyes részleteit, amelyek azonban nem korlatozzék a
talalmany lényegét. Az Osszetételeket tomegaranyban, illetve
tdémegszazalékban adtuk meg, hacsak masként nem jeldltik.

1. példa

Mintat készitettiink olymddon, hogy latex gumit perme-
teztlink diszkrét merdlegesen iranyitott kristdlyos szalkak
altal alkotott mikrostrukturalt rétegre, amely N,N'-di(3,5-
xilil)perilén-3,4,9,10-bisz (dikarboximid) (vagyis perilén
vords) anyagot tartalmazd, s amelyet az US 4,812,352 jeld
szabadalom leirasiban ismertetett mddszer felhasznalasaval
készitettiink. Ennek megfelelden mintegy 100 nanométer vas-
tagsagQ rézréteget hordtunk fel porlasztassal mikroszkop
targylemez iivegére. Ez az N,N'-di(3,5-xilil)perilén-
3,4,9,10-bisz (dikarboximid) kereskedelemben "C.I. pigment
red 149" név alatt szerezhetd be az American Hoechst Corpo-
ration cégtdl (Somerset, N.J., USA), amelyet vakuum gzdlés-
sel ("alap"nyomds mintegy 2x107°® torr) vittiik fel a rézzel
bevont mikroszkdp targylemezre mintegy 146 nanométer vastag-
sagban 20 nanométer/perc g&z6lési sebességgel.

Ezt az eredménylil kapott Osszetett anyagot vakuumban és
200°C maximadlis homérsékleten temperaltuk, annak érdekében,

hogy a szerves réteget olyan mikrostrukturalt réteggé ala-
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kitsuk &at, amely diszkrét, mer&legesen iranyitott, krista-
lyos szalkakat tartalmaz.

A mikrostrukturalt réteg nagyjabdl egyharmadat porlasz-
tassal rézzel vontuk be és igy rézbdl egy alakkovetd bevona-
tot képzetiink, amelynek sikbeli egyenértékd vastagsadga mint-
egy 100 nanométer. A rézbevonat egyenértékd vastagsaga a
szadlkak oldalan lényegesen kisebb volt, mint 100 nanométer,
annak k&vetkeztében, hogy a szalkak felliletének nagysaga a
sik feliilethez viszonyitva lényegesen nagyobb.

A mikrostrukturalt réteg mintegy felét porlasztassal
platinaval vontuk be és ezzel egy olyan alakkdvetd bevonatot
képeztiink, amelynek sikbeli egyenértékd vastagsdga nagyjabél
100 nanométer.

A mikrostrukturalt réteg fennmaraddé egyhatod részét be-
vonat nélkiil hagytuk.

Hagyomanyos sliritett levegds festékszérd felhaszn&dlasa-
val eldzetesen beadgyazd réteget hordtunk fel (kereskedelmi
forgalomban a 3M Company, Saint Paul, Minnesota, US cégtdl
"Strippuble Vaskant YR-43" név alatt szerezhetd be) a mik-
rostrukturdlt réteg teljes felililetén és ennek a rétegnek
nedves allapotban a vastagsaga kb. 0,157-0,165 mm vastagsaga
volt. A bedgyazd réteget hagymdnyos kemencében kb. 66°C hd-
mérsékleten kb. 20 percig szaritottuk.

Az eredményiil kapott Osszetett terméket a rézzel bevont
liveglemezen (vagyis az alakkévetd bevonattal ellatott mik-
rostrukturalt réteget a ra felhordott bedgyazd anyaggal
egylitt) kb. 6 mm széles csikokra vagtuk borotvapengével. Az

egyes csikokba es8 Osszetett réteg tartalmazott mind alakkd-

78525-3662



s st Ce8 .
T e e .70
s . L .‘

.
ve 0 e

_33_

vetd bevonattal ellatott é&s anélkiili mikrostrukturdlt része-
ket (vagyis olyan részeit is a mikrostrukturalt rétegnek,
amelyeken nem volt rézbdl vagy platindbdél kialakitott alak-
k8vetd bevonat) és a bedgyazd anyagot rétegben levalasztot-
tuk a rézzel bevont liveglap feliiletérdl. Az Osszetett ter-
méknek a tapadasa a rézzel bevont liveglaphoz egymastdl elté-
r3 volt azokon a teriileteken, ahol rézzel, platinaval kiala-
kitott alakkdvetd bevonattal volt ellatva és amelyiken nem
volt alakkdvetd bevonat (vagyis a szalkdk csupaszon marad-
tak). A rézzel bevont ilivegfeliilethez annak a teriiletnek volt
a legnagyobb mértékd a tapadasa, ahol a csikon az alakkdvetd
bevonat platinabél volt kialakitva, ezt kovette azon csikok-
nak a tapadasa, ahol az alakk&vetd bevonat rézbdl volt kiké-
pezve. A rézzel bevont feliilethez azon csikoknak volt a leg-
kisebb mértékd a tapadasa, amelyik csupasz sza&lkakat tartal-
mazott.

A rézzel bevont ilivegfeliilletrdl mind az alakkdvetd pla-
tina bevonattal, mind az alakkdvetd rézbevonattal ellatott,
mind a csupasz szalkdkat tartalmazé Osszetett réteg lapban
valdé levalasztasa tapasztalatunk szerint 100%-os mértékid
volt.

Az Osszetett rétegnek a levalasztas utéani felliletérdl
készitett kétezerszeres nagyitadsi letapogatd elektronmik-
roszképos felvétele megmutatta, hogy a szalkak kismértékben
kiemelkedtek a latex bedgyazd anyagbdl.

2. példa

Mintegy 0,025 mm vastagsdagl hagyomdnyos aluminium féli-

At nyGjtassal két rozsdamentes gyldrd koézé feszitettiink,
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amely gydrdk atmérdje kb. 10 cm volt. Mind az aluminium f&é-
lia, mind a gydrdk egyik feliiletét gdzzel zsirtalanitva és
oxigénes plazmaval maratva letisztitottuk.

A megtisztitott aluminium felliletre és a rozsdamentes
gylrikre mikrostrukturalt réteget képeztiink perilén vordst
tartalmazd szalkakbdl az 1. példa kapcsan ismertetett méd-
szerrel, amellyel a mikrostrukturalt réteget a rézzel bevont
iivegfeliiletre vittiik fel.

A fdéliadra és a gylriUkre felvitt mikrostrukturalt réte-
get katddporlasztas Gtjan CoCr réteggel vontuk be és ezzel
egy CoCr alakkdvetd bevonatot hoztunk létre, amelynek sikbe-
1li egyenértékl vastagsadga kb. 125 nanométer volt. A porlasz-
tasos bevondst hagyomdnyos radiéfrekvencias (13,7 MHz) gaz-
kisililéses egységgel végeztiik el, amelyben a 200 mm atmérdjd
targetek és a hordozé kozdtti tavolsag koriilbelil 100 mm ér-
tékd volt. A porlasztdsi nyomads 24 mTorr értékd volt Ar ko-
zegben, kb. 500 W tovadbbi teljesitmény és kb. 1200 V target
eléfeszités mellett. A CoCr porlasztdsa kdzben a hordozd
alatamasztasat vizzel hiUtottiik.

Néhany kis csepp ragasztd, vagyis hére lagyuld gyanta-
nak toluénnel vagy mds olddszerrel készitett oldatat (keres-
kedelmi forgalomban a Devcon Corporation, Wood Dale, Illino-
is, US cégtdl szerezhetd be "DUCO CEMENT" néven) helyeztik
az egyik rozsdamentes acélgylrid keriiletére és kb. 90° érint-
kezési szdget képeztilink a ragasztbdanyaggal alakkdvetden be-
vont mikrostrukturalt réteggel vald csatlakozd felliletnél. A
cseppecskéket néhdny kis darab (kb. 10x10 mm nagysagi) és

152 mikrométer vastagsagl poliészter filmmel annak érdeké-
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ben, hogy a ragasztd minden egyes cseppecskéjét mintegy 6-9
mm dtmérdjlre szétteritsiik. A ragasztét légaramban koriilbe-
1iil 10 percig részben megszaritottuk, majd kb. két oéraig
50°C hdmérsékletre hevitettiik. A ragasztbdanyag megszaradt
foltjait, amelyekhez alakkdvetden bevont szalkak kotddtek
hozza, kdnnyen le lehetett vadlasztani a rozsdamentes acél-
gylrirdl olymdéddon, hogy borotvapenge élét cstsztattuk az
egyes foltok ala, és ezzel oSnhordozd szirmokat képeztiink,
amelyek vastagsaga kb. 0,1-0,125 mm vastagsagi volt.

A CoCr alakkovetd bevonattal ellatott levalasztott 6sz-
szetett szirmok egyikének fagyasztva tort élét letapogatd
elektronmikroszkdéppal kb. 10000-szeresen kinagyitva kimutat-
tuk, hogy a szalkak lathatdan egyik véglikkel a rozsdamentes
acél hordozdhoz képesti eredeti csatlakozd feliilet felé el-
helyezkedve iranyultak. Kitlnt tovabba, hogy a lapban levéa-
lasztott feliilet domborzata a rozsdamentes acélgyldrd fellile-
ti szerkezetének a negativ lenyomata volt.

A levalasztott Osszetett réteg (termék) elegendd mér-
tékben 6ntartd volt ahhoz, hogy kezelni, dorzsdlni, hajlita-
ni és nyajtani lehessen anélkiil, hogy fizikai jellemz&i ész-
revehetéen romlottak volna.

Az Osszetett réteget tapasztalatunk szerint kézben tar-
tott kis magnessel vonzotta.

3. példa

Mintegy 0,025 mm vastagsaglG hagyomanyos aluminium fé6li-
at nytjtassal rozsdamentes acélgyldrire feszitettiink, amely-

nek atmérdje 89 mm volt. Az aluminium félia egyik felliletét
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a 2. példa kapcsan ismertetett médszerrel megtisztitottuk. A
megtisztitott aluminium felililetre perilén vOrdsbdl mikrost-
rukturalt réteget vittiink fel az 1. példa szerint mdédszer-
rel.

A mikrostrukturalt réteget katdéddporlasztott Fe réteggel
vontuk be és ezzel 280 nanométer sikbeli vastagsaga alakko-
vet8 Fe-bevonatot hoztunk létre. Ezutadn az alakkdvetd bevo-
nattal ellatott mikrostrukturalt réteget ragasztoédréteggel
("DUCO CEMENT") vontuk be olymdédon, hogy a ragasztdébdl né-
hany cseppet a bevont aluminium félia k&zepére cseppentet-
tiink és ezutdn a bevont aluminium f6liat kb. 500 fordu-
lat/perc fordulatszamon kb. 5-10 midsodperc ideig centrifu-
galtuk. A ragasztdanyag felhordott mennyisége elegendd volt
ahhoz, hogy mintegy 0,064 mm vastag kikeményedett réteget
hozzon létre. Az eredményil kapott 6sszetett réteg tartal-
mazta az alakkovetd réteggel bevont mikrostrukturalt réteget
és a ragasztdét, és konnyen le lehetett valasztani az alumi-
nium félia feliiletérdl. A réteg levalasztdsa azonban nagyobb
erdt igénylet, mint az 1. és 2. példa esetében. A levalasz-
tas tapasztalatunk szerint 100% mértékd volt.

A 2a abra pasztazd elektronmikroszkdppal készitett
10000-szeres nagyitasi és a levalasztott fellilethez képest
45° beesési szdggel készitett képet mutat az Osszetett réteg
levalasztott felililetérdl. A 2b 4bra az Osszetett réteg leva-
lasztott felszinének 15000-szeres nagyitasa pasztazdé elekt-
ronmikroszkopos felvételét a szélérdl nézve.

4. példa
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A 3. példaval azonos mdédon aluminium félidra perilén
voérdsb81l mikrostrukturalt réteget vittiink fel. A mikrostruk-
turalt réteget katddporlasztassal, rézzel vontuk be, és
ezdaltal rézbdl alakkdvetd bevonatot hoztunk létre, amelynek
sikbeli egyenértéki vastagsaga kb. 100 nanométer volt.

Poliészter gyantat (a kereskedelemben a Goodyear Tire
and Rubber Company, Atlanta, Georgia, US &altal "VITEL 200A"
néven forgalmazott termék) azonos aradnyban metil-etil-keton
és toluén oldészerrel elegyitve beadgyazd gyantat készitet-
tiink, amelynek szilard anyag tartalma kb. 45 toSmeg%. A bea-
gyazd6 gyantat rahordtuk az alakkdvetd bevonattal ellatott
mikrostrukturalt rétegre olymdéddon, hogy a gyantat cseppekben
hordtuk fel, amely cseppek kb. 1 cm atmérsjd feliileteken te-
riiltek szét. A bedgyazd anyagot levegdben hagytuk megszarad-
ni. A szaraz bedgyazd gyanta vastagsaga kb. 0,25 mm volt. Az
eredménylil kapott Osszetett réteg tartalmazta az alakkdvetd
bevonattal ellatott mikrostrukturalt réteget és a bedgyazd
anyagot, és ezeket egylittesen rétegben valasztottuk le az
luminium félia feliiletérdl olymdédon, hogy az aluminium féli-
a4t hamoztuk le az Osszetett rétegrdl. A levilasztast 100%-os
mértékinek taliltuk.

5. példa

A 4. példa kapcsan megadott médszerrel levalasztott 6sz-
szetett réteget hoztunk létre, azzal az eltéréssel, hogy be-
agyaz6 anyagként gumi jellegl ragasztdgyantat (a 3M Company
altal a kereskedelemben "ADHESIVE 847" néven forgalmazott
anyag) hasznaltunk, amelyet levegdben, szobahdmérsékleten,

szaritva keményitettilink.
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Az dsszetett réteg 100%-ban volt levalaszthatd, habar a
rétegben tdrténd levalasztds nehezebbnek bizonyult, mint a
merevebb Osszetett rétegek esetében, amelyeket a 2, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11 és 14. példak ismertetnek.

6. példa

0,05 mm vastagsagd poliimid filmet (kereskedelmi forga-
lomban "NOVAL" néven szerezhetd be a Mitsubishi Chemical In-
dustries Kft., Tokid, JP cég gyartmanyaként) rozsdamentes
acélgylrikre feszitettiink és 8,9 mm a&tmérdjd tarcsakat ké-
peztiink, megtisztitottuk (a 2. példa szerinti médszerrel) és
katédporlasztassal 100 nanométer vastagsagl rézréteggel bo-
ritottuk (a 4. példaval azonos mddon). A rézzel bevont felii-
leten perilén vérdsbdl az 1. példanak megfeleld moédon mik-
rostrukturalt réteget hoztunk létre. Ezt a mikrostrukturalt
réteget ezutan katédporlasztassal Fe-réteggel boritottuk és
ezdltal egy olyan alakkévetd Fe boritdéréteget hoztunk létre,
amelynek egyenértékd sikbeli vastagsadga kb. 210 nanométer
volt. A 89 mm atmérdjd tarcsadra egyenletesen 3 ml ragasztdt
("DUCO CEMENT") hordtunk fel kb. 3 masodpercig tartd és 560
fordulat/perc sebességl centrifugdlassal. A ragasztdét szoba-
hémérsékleten hagytuk megszaradni. A rézzel bevont poliimid
filmet kénnyen le tudtuk valasztani az eredményiil kapott Osz-
szetett rétegrdl, amely az alakkdévetd bevonattal ellatott
mikrostrukturidlt réteget és a ragasztdét foglalta magédban.

7-11. példak

Ezek a példak sugarzassal keményithetd anyagok beagyazd
anyagként vald hasznilatit szemléltetik.

7. példa
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A 2. példa szerint eldallitott é&s CoCr bevonattal ella-
tott perilén vdrdsbdl kialakitott mikrostrukturalt rétegre
néhany csepp ultraibolya sugarzas hatésara keményedd, a to-
vabbiakban UB keményedd optikai ragasztét (kereskedelmi for-
galomban "NOA 68" néven szerezhetd be a Norland Products,
Inc. New Brunswick, NJ, US cég gyartmanyaként) hordtunk fel.
Minden csepp ragasztdédt hagytunk szétterjedni sajat magatol
kialakuldé vastagsdgara. A ragasztdét aramld nitrogén kdzegben
ultraibolya lampak alatt (kereskedelmi forgalomban "LIGHT-
CAST II" néven szerezhetd be a Merck, Sharp & Dohne Orthope-
dics, Company, West Point, PA, US cég gyartmanyaként) kb.
egy 6raig keményitettiik. Az eredményiil kapott és a ragasz-
tét, valamint a CoCr bevonattal ellatott mikrostrukturalt
réteget tartalmazd Osszetett réteget rétegben levalasztottuk
az aluminium fé6liarél. Ugy taldltuk, hogy a levalasztas mér-
téke 100% volt.

Az Osszetett réteg vastagsaga kb. 0,125-0,875 mm tarto-
manyban valtozott.

Az Osszetett rétegbdl fagyasztva toréssel készitett
minta pasztazd elektromikroszkopos felvétele 45° szdg alatt
készitve és 15-ezerszeres nagyitdsban azt mutatta, hogy a
mikrostrukturdlt réteg az Osszetett réteg feliileténél be
volt agyazva, lényegében véve merSlegesen, az eredeti hordo-
zéval (vagyis az aluminium félidval) kozds csatlakozd felii-
letre.

8. példa

A 2. példaban leirt médon perilén vordsbdl CoCr-rel be-

vont mikrostrukturéalt réteget hoztunk létre. 0,5 ml kikemé-
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nyitetlen fotopolimert hordtunk fel centrifugalassal 950
fordulat/perc fordulatszammal haromszdgletd, CoCr bevonattal
ellatott mikrostrukturilt rétegbdl képzett munkadarabra (2,5
cm élhosszakkal). A fotopolimer egy rész ciklohexil-
metakrilatot (kereskedelmi forgalomban "SARTOMER 208 MONO-
MER" néven kaphaté a Sartomer Co., Inc., Westchester, PA, US
cég gyartmanyaként) tartalmazott egy rész ontd kompozicidéra
szidamitva, amely az US 4,785,064 jell szabadalmi leiras 11.
példajaban ismertetett médon késziilt, azzal az eltéréssel,
hogy egy molnyi pentaeritritol-triakrildtot és két mol 2-
hidroxietil-metakrildtot haszndltunk két mol pentaeritriol-
triakrilat és egy mol 2-hidroxietil-metakrilat helyett. A
fotopolimert a 7. példa kapcsan ismertetett médon 30 percig
keményitettiik. A kikeményitett fotopolimert és a CoCr bevo-
nat@ mikrostrukturdlt réteget tartalmazd eredménylil kapott
Osszetett réteget az aluminium f61i4rél tgy valasztottuk le,
hogy az &sszetett réteg hordozét folyékony nitrogénbe mar-
tottuk és ezutadn lehdmoztuk az Osszetett réteget. A leva-
lasztast 100% mértékinek talaltuk.

Az Osszetett réteg levalasztdsi fellilete fémes zdld
szind volt. Az Osszetett réteg masik oldala (vagyis a kemé-
nyitett fotopolimer) fényes fekete volt.

9. példa

A 6. példa szerinti médon rézzel bevont poliimid filmre
perilén vdrdsb8l mikrostrukturadlt réteget alakitottunk ki. A
mikrostrukturalt réteget a 2. példa szerint katddporlasztas-
sal CoCr réteggel vontuk be, amely alakkdvetd CoCr réteget

képezett és egyenértékl sikbeli vastagsédga kb. 125 nanométer
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volt. A mikrostrukturalt rétegre a 8. példa kapcsan ismerte-
tett keményitetlen fotopolimert hordtuk fel, kikeményitettiik
az eredményiil kapott Osszetett réteget a 8. példanak megfe-
lelden rétegben levalasztottuk. A levalasztas mértékét itt
is 100%-nak talaltuk.

10. példa

A 3. példanak megfeleld médszerrel perilén vordsbol
mikrostrukturalt réteget hoztunk létre alakkodvetd Fe réteg-
gel. Az alakkdvetd réteggel ellatott mikrostrukturalt réteg-
re 6 ml fotopolimert (az US 4,510,593 jeld szabadalmi leiras
6. példajanak megfelelden elkészitve) ontottilink, és kiméle-
tesen rizva a fotopolimer egyenletesen elteriilt a minta fe-
liiletén. A fotopolimert a 7. példanak megfeleld mdédon 30
percig keményitettiik. Az eredménylil kapott és az alakkdvetd
réteggel bevont mikrostrukturdlt réteget és a kikeményitett
fotopolimert tartalmazdé Ssszetett réteget kdnnyen le tudtuk
fejteni az aluminium £f61i&rdél. A mikrostrukturdlt rétegnek
az aluminium £f61iardél vald lefejtését 100% mértékinek talal-
tuk.

11. példa

A 9. példanak megfelelden alakkdvetd CoCr bevonattal
(200 nanométer sikbeli egyenértékd vastagsaggal) ellatott és
perilén vOrosbdl képzett mikrostrukturalt réteget készitet-
tiink. Az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt ré-
tegre az US 4,262,072 jeld szabadalmi leiras 1. és 2. példa-
iban ismertetett médon készitett fotopolimert vittink fel,

és a 10. példaban megadott mébdon keményitettiik.
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Az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt ré-
teget, valamint a keményitett fotopolimert tartalmazd Ossze-
tett réteget a rézzel bevont poliimid filmrdl a kdvetkezd
médon fejtettiik le. Kb. 5 ml savas alapl UV keményedd ra-
gasztdét - amely 90 t% izooktil-akrilatot és 10 t% akrilsavat
tartalmazott és az US 4,181,752 jeld szabadalmi leiras 1-17.
példajaban ismertetett 1. kompozicidnak megfelelden késziilt
- 0,27 t% 1,6-hexandiol-diakrilatot (az UV keményedS savas
alapG ragasztd 5 ml-jének tdmegére szamitva) és 2 t% 2,2-
dimetoxi-2-fenilacetofenont (kereskedelmi forgalomban "IRGA-
CURE" néven kaphatd a Ciba-Geigy Corporation, Summit, NJ, US
cég gyartmanyaként) elegyitettiink és az elegyet kdrvonal
mentén futd csikban a minta kdzéppontja és széle kézétt.ké—
zépen hordtuk fel a kikeményitett fotopolimer szabadon levd
felliletére. Feliileté&n telitett poliészter 150 mm atmérdjd és
0,1 mm vastagsagld darabjat a telitett oldalaval lefelé for-
ditva az Osszetett réteg ragasztdval boritott felliletére he-
lyeztiik. A poliészter filmet kisimitottuk annak érdekében,
hogy a ragasztdédt egyenletesen elossza az Osszetett réteg
szabad feliiletén. A ragasztdét a 7. példanak megfelelden 55
percig keményitettiik. Ennek eredményeként olyan Osszetett
réteget kaptunk, amely alakkdvetd bevonattal ellatott mik-
rostrukturalt réteget a kikeményitett fotopolimert, a kike-
ményitett savas alapQi fotokeményedd eldépolimer ragasztdt és
a feliiletén telitett poliészter filmet tartalmazta és ezt
rétegben fejtettlik le a rézzel bevont poliimid filmrdl. A
lefejtést 100% mértékinek talaltuk.

12. példa
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Galvanizalt nikkelréteggel boritott polirozott 89 mm
atmérdjd acéltarcsara perilén vordsbdl mikrostrukturalt ré-
teget vittiink fel, mégpedig az 1. példa szerinti médszerrel,
amellyel a mikrostrukturalt réteget rézzel boritott ilvegre
vittiik fel. A mikrostrukturalt réteget a 2. példaban ismer-
tetett mdédon katddporlasztassal CoCr réteggel vontuk be,
amelynek eredményeként az alakkdvetd CoCr réteg egyenértékd
sikbeli vastagsdga 200 nanométer volt. Az alakkdvetd réteg-
gel ellatott felililetre 3000 fordulat/perc fordulatszamon 1
perc alatt centrifugaléassal 1,5 ml felhordasaval vékony po-
limer réteget képzetiink (amelyet az US 4,986,496 jeld szaba-
dalmi leirads 4. példajaban ismertetett mdédon készitettiink).
A fotopolimert ultraibolya sugarzassal aramldé nitrogén gaz-
ban 30 percig keményitettiik a 7. példaban ismertetett ultra-
ibolya l1amp&k felhaszndlasaval. Az ennek eredményeként ka-
pott Osszetett réteg magdban foglalta az alakkdvetd bevonat-
tal ellatott mikrostrukturdlt réteget és a keményitett foto-
polimert és ezeket egylittesen valasztottuk le a nikkelezett
tarcsardél a 11. példa kapcsan ismertetett lefejtési mbédszert
alkalmazva. A lefejtést 100% mértékinek talaltuk.

13. példa

A 2. példa szerinti mdédszerrel aluminium féliadra peri-
1én vdrdsbdl mikrostrukturdlt réteget hordtunk fel, azzal az
eltéréssel, hogy a perilén vordst tartalmazd szerves réteget
Ggy hordtuk fel az aluminium féliadra, hogy azt 200°C hdémér-
sékleten tartottuk és 0,25 nanométer/sec sebességet &llitot-
tunk be, valamint a szerves réteget nem temperaltuk azt ko-

vetdleg, hogy felvittiik az aluminium félidra. Ennek eredmé-
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nyeként olyan mikrostrukturalt réteget kaptunk, amely vélet-
lenszerilien irdnyitott szalkakat tartalmazott és amelyek mé-
rete nagyobb volt, mint a 2. példaban ismertetett mikro-
strukturdlt réteg szalkadinak mérete.

A mikrostrukturdlt réteget katddporlasztassal a 2. pél-
danak megfelelden alakkdvetd CoCr réteggel lattuk el, amely-
nek sikbeli egyenértéki vastagsdga kb. 125 nanométer volt.

A 11. példaban ismertetett UV keményedd ragasztdbdl kb.
hdrom cseppet vittiink fel az alakkdvetd bevonattal ellatott
mikrostrukturdlt réteg 25x25 mm nagysagid teriiletére. Az UV
keményedd ragasztdédt a 11. példaban ismertetett poliészter
darab felhasznalasaval elosztottuk a mikrostrukturalt réteg
felililetén. Az UV keményedd ragasztét folyékony nitrogénben
20 percig keményitettilk a 7. példadban ismertetett UV lampak
felhaszndlasaval.

Eredménylil olyan osszetett réteget kaptunk, amely maga-
ban foglalta az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostruktu-
ralt réteget és a kikeményitett UV keményedd ragasztéot, és
ezt az Osszetett réteget a poliészter hordozdérdl olymddon
fejtettik le, hogy a poliészter filmet tavolitottuk el az
Ssszetett rétegrdl. Ugy talaltuk, hogy a lefejtés 100% mér-
tékd.

14. példa

A 2. példanak megfeleld méddon alakkdvetd bevonattal el-
latott mikrostrukturalt réteget készitettiink. A perilén vo-
rosbdl készilt mikrostrukturalt réteget katdédporlasztéassal
rézzel vontuk be a 2. példaban ismertetett rendszer felhasz-

nalasaval és ezaltal rézbdl egy olyan alakkovetd bevonatot
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nyertiink, amelynek sikbeli egyenértékd vastagsaga kb. 60 na-
nométer.

Az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt ré-
teget két cseppnyi két komponenses epoxigyantat vontuk be
(kereskedelmi forgalomban "5-MINUTE EPOXI" néven szerezhetd
be a DEFKON Corporation cég gyartmanyaként). Az epoxigyantat
a mikrostrukturalt réteg felliletén kézzel osztottuk el.

Az epoxigyantat szobahdmérsékleten 1 napig hagytuk ke-
ményedni. Ennek eredményeként olyan Osszetett réteget kap-
tunk, amely magaban foglalta az alakkdvetd bevonattal ella-
tott mikrostrukturalt réteget és a kikeményitett epoxigyan-
tat és ezeket az aluminium £f61iardél olymdédon fejtettik le,
hogy az aluminium f6l1i&t hGztuk le az Osszetett rétegral.
Ogy tapasztaltuk, hogy a lefejtés 100% értékd.

15. példa

A 12. példaban ismertetett nikkelezett 95 mm atmérdjd
tarcsara perilén vordsbdl mikrostrukturalt réteget vittiink
fel. Ezt a mikrostrukturalt réteget katdédporlasztassal a 2.
példanak megfeleld mdédon CoCr réteggel vontuk be és ezzel
egy olyan alakkdvetd CoCr réteget kaptunk, amelynek sikbeli
egyenértékld vastagsdga kb. 70 nanométer volt.

A nikkelezett tarcsat a rajta levd alakkovetd réteggel
bevont mikrostrukturdlt réteggel 1540 mm atmérdjd livegedény-
be helyeztiik a mikrostrukturalt réteggel felfelé forditva,
és lefedtiik. A lefedett edényt kb. 158°C>h6mérsékletre hevi-
tettiik egy forrd lapon, és a lefedett edényen &t nitrogén

gazt aramoltattunk at.
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Mikor a tarcsa hdmérséklete kb. 158°C hdmérsékletet ért
el, kb. 50 darab kocka alakd (3-4 mm oldalhossz) poliészter
szemcsét (kereskedelmi forgalomban "VITEL PE200 POLYESTER"
elnevezés alatt kaphatd a Goodyear Tire and Rubber Company,
Atlanta, GA, US cég gyartmanyaként) helyeztiink az alakkdvetd
bevonattal elldtott mikrostrukturédlt rétegre. A poliészter
szemcsé&k kb. 35 mm &tmérdjd foltokkad olvadtak. A tarcsat le-
veg8ben hagytuk kihGlni és a hilés ideje alatt a folyékony
poliészter megszilardult. Eredménylil egy olyan Osszetett ré-
teget kaptunk, amely magadban foglalta az alakkdvetd bevonat-
tal ellatott mikrostrukturdlt réteget és a megszilardult po-
liészter bevonatot, és amely kénnyen lefejthetd volt a nik-
kelezett hordozdérdl olymddon, hogy borotvapengét helyeztiink
a tarcsa és a mikrostrukturdlt réteg hatarfelliletei kozé. Az
Osszetett réteg lefejtett felililetének tiikdrszerd bronzos,
fémes kiilleme volt. Ugy taldltuk, hogy a lefejtés 100% mér-
tékd.

16. példa

A 15. példahoz hasonldé médon készitettiink el egy tar-
csat azzal az eltéréssel, hogy 18 kisméretd 2-4 mm oldalhosz-
sz(sagli szemcsét haszndltunk a poliészter helyett bisz-
fenol-A-polikarbonat anyagbdél és a szemcsék megfolyatasahoz
a tarcsat kb. 200°C hdmérsékletre melegitettiik. A megfolya-
tott bisz-fenol-A-polikarbonat a hiités soran megszildrdul. A
lefejtést 100% mértékidnek taladltuk. Az eredménylil kapott &sz-
szetett réteg szerkezetére nézve alakkdvetd bevonattal ella-
tott mikrostrukturalt réteget és megszilardult bisz-fenol-A-

polikarbonédtot tartalmazott.
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17. példa

A 15. példahoz hasonld mdédon tarcsat készitettiink els,
azzal az eltéréssel, hogy a poliészter szemcsék helyett 4-5
kocka alaki szemcsét hasznaltunk, amelynek anyaga polikarbo-
nat (kereskedelmi forgalomban "LEXAN 123-112 POLYCARBONATE"
elnevezéssel kaphatd® a General Electric, Cleveland, Ohio, US
cég gyartményaként) és a szemcsék megfolyatédsadhoz a tarcsat
kb. 200°C hémérsékletre hevitettiik. A polikarbonat hités
utan megszilardul. Az eredményiil kapott Osszetett réteg le-
valasztas utan szerkezetileg alakk&vetd bevonattal ellatott
mikrostrukturalt réteget és megszilardult polikarbonéatot
tartalmazott. A lefejtést 100% mértékidnek taliltuk.

18. példa

A 15. példahoz hasonld médon készitettiink eld egy tar-
csat, azzal az eltéréssel, hogy a poliészter szemcsék he-
lyett 4-5 darab kocka alakQ poli-(metil-metakrilat) szemcsé-
ket haszndltunk, amelyek megfolyatés&hoz a tarcsat kb. 200°C
hdmérsékletre melegitettiik. HUtés utdn a folyékony poli-
(metil-metakrilat) megszilardult. Lefejtés utan olyan szer-
kezetl Osszetett réteget kaptunk, amely alakkdvetd bevonat-
tal ellatott mikrostrukturalt réteget és megszildrdult poli-
(metil-metakrilat) réteget tartalmazott. A lefejtést 100%
mértékinek talaltuk.

19. példa

Ezzel a példaval a taldlmany szerinti Osszetett termék
sugarzaselnyeld képességét kivanjuk szemléltetni.

A 6. példa szerint rézzel bevont poliimid filmre peri-

1én vordsbdl mikrostrukturalt réteget vittiink fel. A mik-
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rostrukturalt réteget vakuumban arannyal g&zdltik és az
aranybdl olyan alakktvetd bevonatot képeztiink, amelynek sik-
beli egyenértéki vastagsdga kb. 2500 nanométer.

Az alakkovetd bevonattal ellatott mikrostrukturalt ré-
tegre a 6. példanak megfelelfen ragasztdét ("DUCO CEMENT")
vittlink fel és Osszetett kikeményitett vastagsagként kb.
0,06 mm adddott.

A rézzel bevont poliimid filmet kdnnyedén le tudtuk
fejteni az eredményiil kapott Osszetett rétegrdl, amely maga-
ban foglalta az alakkdvetd bevonattal ellatott mikrostruktu-
ralt réteget és a ragasztét.

A lefejtett Osszetett réteg abszolit visszaverd képes-
ségének és ateresztd képességének (reflexids és transzmisz-
sz16s) spektrumdt hagyoményos ultraibolya és lathatdé tarto-
manyl spektrofotométerrel mértiik 200-800 nanométer hullam-
hossz tartomanyban. A reflexids mérést tilikrdzéses mddszerrel
végeztik (vagyis a visszaverési és a beesési sz0g megegyezik
egymassal) a merbdleges beeséshez képest 5° eltéréssel. Az
Osszetett termékkel az ateresztd (transzmisszids) mérést Osz-
szegz8 gdmb szoros kbzelségében végeztilk olymédon, hogy az
érzékeld befoglalt szbge az Osszetett réteg lefejtett fel-
szinére bocsatott merSlegeshez képest kb. 60° értékd volt. A
mérések szerint a reflexid a teljes 200-800 nanométer hul-
lamhossz tartomanyban kisebb vagy egyenld volt 1,6%-kal. A
mért ateresztd képesség a 200-800 nanométer hulladmhossz tar-
tomdnyban kisebb vagy egyenld volt kb. 0,3%-kal. Ezek az

eredmények azt mutatjdk, hogy az Osszetett réteg a raesd su-
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garzas t8bb mint 98%-at elnyeli kb. 200-800 nanométer hul-
lamhossz tartoményban.

A fenti leiras és példak kapcsadn a taldlmény szerinti
megoldds a mindenkori igényeknek megfelelSen alkalmazhatéd,
médosithatd és valtoztathatd meg a taldlmany lényegének meg-

valtoztatasa nélkiil.
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SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Osszetett termék, amely slrd elrendezésben diszkrét
mikroszerkezeteket és bedgyazd anyagban részben bedgyazott
diszkrét mikroszerkezeteket tartalmaz, és a mikroszerkezetek
egyik tavolabbi vége szabadon van, és ezezn mikroszerkezetek
szabadon alldé tavolabbi vége és a réteg fellilete a réteg
egyazon oldalan van, valamint a mikroszerkezetek hordozé fe-
liletén vannak kialakitva, amely hordozdénak feliileti rajzo-
lata van, tovabba a mikroszerkezetek szabadon a4l116 tavolabbi
végei a hordozdordl levalasztva olyan feliileti rajzolatot ké-
pez, amely a hordozd fellileti rajzolat&dnak a forditottja.

2. Az 1. igénypont szerinti Osszetett termék, azzal
jellemezve, hogy a mikroszerkezetek szabadon 4116 tavolabbi
végel és a réteg feliilete kozds sikban fekszenek.

3. Az 1 vagy 2. igénypont szerinti Osszetett termék,
azzal jellemezve, hogy a mikroszerkezetek sik-molekulékat és
lancokat vagy gylriket tartalmaznak, amelyek f5lott a pie-
lektron slriiség extenziven delokalizalt.

4. Az 1-3. igénypontok barmelyike szerinti Osszetett
termék, azzal jellemezve, hogy a slrd elrendezésben levd
mikroszerkezetek f&tengelyei egymdssal parhuzamosan iranyi-
tottak.

5. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti Ossuetett
termék, azzal jellemezve, hogy a mikroszerkezetek alakténye-
z6je 3:1 és 100:1 tartomé&nyban van.

6. Az 1-5. igénypontok barmelyike szerinti osszetett

termék, azzal jellemezve, hogy legaldbb az egyik mikroszer-
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kezet és a beagyazd anyag kozdtt legalabb egy alakkovetd be-
vonatot tartalmaz.

7. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti Osszetett
termék, azzal jellemezve, hogy a mikroszerkezetek feliileti
strtsége 0,04-10° mikroszerkezet négyzetmikrométerenként.

8. Az 1-7. igénypontok barmelyike szerinti 6sszetett
termék, azzal jellemezve, hogy a réteg kézds oldalan felsd
bevonat wvan.

9. Eljaras az Osszetett termék eldallitasara, amely el-
jarads a kovetkezd lépéseket tartalmazza:

(a) beadgyazott mikrostrukturdlt szerkezetet tartdé hor-
dozét magdban foglald elsd Osszetett terméket készitiink,
amely hordozdnak feliileti rajzolat és a mikrostrukturalt ré-
teg kiilénallé mikroszerkezeteket tartalmaz slrd elrendezés-
ben; és

(b) a beagyazott mikrostrukturalt réteget lefejtjiik a
hordozé6rdl és masodik Osszetett terméket hozunk létre, amely
slrln elrendezett diszkrét mikroszerkezeteket tartalmaz
részben beagyazva, amelyben az Osszetett mikroszerkezetek
mindegyikének egyik tavolabbi vége szabadon all, és az Osz-
szetett termékben a szabadon &116 tavolabbi végek és a réteg
felililete a réteg egyazon oldaldn fekszik, tovabba a mikro-
szerkezetek szabadon levd tavolabbi végei a hordozdérdl le-
fejtve olyan fellileti rajzot képeznek, amely a hordozdé felii-
leti rajzolatanak forditottja.

10. A 9. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy az elsd Osszetett terméket a kdvetkezd lépésekben ké-

szitjlik:
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szerves anyaqg gozét vékony folyamatos vagy nem
folyamatos rétegben lecsapatjuk egy hordozéra Osz-
szetett szerkezet kialakitasadhoz; és

a lecsapatott szerves réteget egy ideig vakuumban
temperdaljuk olyan hémérsékleten, amely elegendd
fizikai valtozas létrehoz&sihoz a lecsapatott
szerves rétegben és mikrostrukturalt réteg kiala-
kitasdhoz, amely slrd elrendezésben kiil6nalld,
diszkrét mikroszerkezeteket tartalmazdé mikrost-
rukturalt réteget képez; és

a mikrostrukturalt réteget legalabb egy bedgyazd

anyaggal Aagyazzuk be.

11. A 9. vagy 10. igénypont szerinti eljaréas, azzal

jellemezve, hogy a mikrostrukturdlt réteget legalabb egy be-

voné anyaggal bevonva a mikrostrukturalt réteg bedgyazasa

eldtt alakkdvetd réteggel 1latjuk el.

12. A 9-11. igénypontok barmelyike szerinti eljéaras,

azzal jellemezve, hogy a réteg emlitett kozds oldalara kiilsd

bevond anyagbdél bevonatot hordunk fel.
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